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Anotace

Pro tcely této prace byly pfipraveny objemové vzorky chalkogenidovych skel o slozeni
AS40Se0, AS22S78, ASs0S€60, AS20S€80, GesSegs a GegSegy, ze kterych byly nasledné piipraveny
tenké vrstvy metodou vakuového naparovani a spin-coating. Do piipravenych tenkych vrstev
jsou néasledn¢ prendSeny struktury metodou hot embosing vyuzivajici mékkou
polydimethilsiloxanovou (PDMS) raznici. V rdmci prace je studovana zavislost hloubky
piipravenych linearnich miizek na procesnich parametrech v prubéhu embosovani (teplota,
tlak, doba embosovani). Byla ovéfena také moznost vyuziti metody micro-transfer molding k
ptipravé strukturovanych tenkych vrstev z roztokti chalkogenidovych skel. Ramanova

spektroskopie byla vyuZita ke studiu struktury pfipravenych skel a tenkych vrstev.
Klicova slova

chalkogenidova skla, hot embosing, micro-transfer molding, PDMS raznice
Title

Preparation and Structuring of Amorphous Chalcogenide Thin Films
Annotation

Bulk samples of chalcogenide glasses with compositions AsSeo, AS22S78, ASa0S€s0,
As20Seso, GesSegs and GesgSego have been prepared for the purpose of this work. The bulk
glasses were used for thin films preparation via thermal vacuum evaporation and spin-coating
methods. Linear grating motif was transferred into the prepared thin films using hot
embossing method with soft polydimethilsiloxane (PDMS) mold. Dependence of linear
gratings depths on process parameters during hot embossing (temperature, pressure,
embossing time) was studied. Possibility to use chalcogenide glass solutions to prepare
structured thin films using micro-transfer molding was tested. Raman spectroscopy was

utilized to study the structure of prepared glasses and thin films.
Keywords

chalcogenide glasses, hot embossing, micro-transfer molding, PDMS stamp
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Uvod

Chalkogenidova skla se tadi mezi amorfni polovodiCové materidly. Jednd se o
bezkyslikaté materialy, jejichz struktura je tvoiena prvky 16. skupiny (tedy chalkogeny) a
dalSimi elektropozitivnéjsimi prvky, nejcastéji Ge a As. Dalsi prvky pouzivané pii syntéze

chalkogenidovych skel jsou naptiklad Ga, Sb, In, vzacnéji pak i Cu, T1, Pb, Bi, I, P a dalsi.

Chalkogenidova skla vdéc¢i za své unikatni vlastnosti v porovnani s béznymi oxidovymi
skly absenci kysliku ve své struktufe. Chalkogenidova skla se od oxidovych odlisuji zejména
Sirokym oknem propustnosti sahajicim od viditelné az po infraCervenou oblast

elektromagnetického spektra. Téz§i atomy (v porovnani s kyslikem) tvofici strukturu

chalkogenidovych skel jsou také ptficinou vyssiho indexu lomu.

Dalsi dulezitou vlastnosti nékterych chalkogenidovych skel je také citlivost na nékteré
druhy zafeni. Vhodnym zéfenim muze byt svazek elektrontli, nebo ionti, ale nejCastéjSim
zafenim vyuzivanym k vyvolani strukturnich zmén v chalkogenidovych sklech je svazek
fotond. Kazdy druh svazku musi mit dostatenou energii, aby dokazal vyvolat zmény
struktury skla, avSak je tfeba mit na paméti, ze pfili§ vysokd energie zafeni mize zpiisobit
absorbovani zafeni pouze v ¢asti objemu vzorku a vést tak ke vzniku gradientu vlastnosti, ¢i
poskozeni vzorku. Na druhou stranu lze vysokoenergetické zareni vyuzit k ptimému zéapisu,
kdy mtze dochazet az k ablaci materidlu a vzniku pozadovanych struktur. Expozi¢ni zateni
by také mélo byt dostate¢né intenzivni, aby expozice vzorku netrvala neumémé dlouho.
Expozici vyvolané zmény struktury maji za nasledek také zmény dalSich vlastnosti. MlzZe
dochéazet ke svétlani nebo tmavnuti vzorku vlivem posunu kratkovinné absorpéni hrany
(bleaching / darkening, nekdy také blue shift / red shift), ke zmén¢ indexu lomu (rist i pokles)
a v neposledni fad¢ také ke zméné€ chemické odolnosti. Zménu chemické odolnosti po
expozici vhodnym zafenim lze vyuzit k vytvareni struktur pomoci litografickych procest a to
jak ptimo do chalkogenidovych skel, tak do materialti, na které byly chalkogenidova skla

pfedem naneseny. Chalkogenidova skla v takovém ptipad¢ slouzi jako rezist.
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